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1. Splnéni zadani diplomové prace B - velmi dobre

2. Formalni Groven prace, véetné jazykoveho zpracovani B - velmi dobfe

Mnozstvi, aktudlnost a relevance pouzitych literarnich
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Komentare k diplomové préaci:
PredloZena diplomova prace spliuje vSechny body zadani. PouZitd literatura je radné citovany.
Teoreticka ¢ast prace pojednava o elektronové litografii, stavbé jednosvazkového elektronového
litografu, kiemikovych substratech, interakci pevnych latek s elektronovym svazkem a polymernich
rezistech pro litografii. Této ¢asti lze vytknou predevsim nedostatecné odkazovdani na uvedené
obrazky v textu. V vodu praktické ¢asti by rovnéz nebylo Spatné presnéji rozvést Cistotu pouZité
chemie s ohledem na pozorované necistovy ve vytvarenych polymernich vrstvach na kiemikovém
podkladu. Déle by nebylo na skodu uvést pfesnost pouZitych méficich pfistrojl, zejména pak
mechanického profilometru Bruker DektakXT, ktery byl pouzivan pro zjistovani tloustky
vytvarenych polymernich vrstev. Uvadéni mikrometrovych tlousték vytvarenych vrstev s presnosti
na desetiny nanometrl je s ohledem na postup tvorby vrypl nesmysl. Stejné tak zde chybi
jakykoliv naznak statistiky, ktery by s velkou pravdépodobnosti ukdzal nesmyslnost vyjadiovani
hlavniho hodnoticiho parametru na atomarni Grovni. Stejné tak mohl byt poufZit lepsi zpUsob
¢isténi povrchu kfemiku a kontrola efektivity tohoto postupu pfed depozici polymerni vrstvy.
Pfes vsechny vyse uvedené nedostatky hodnotim praci jako dobfe zpracovanou.
Otazky oponenta diplomové prace:

1. Byla kontrolovana cistota kiemikovych desticek pred depozici polymernich vrstvy?

2. Kolikrat byly méreny tloustky rezistd u jednotlivych experiment(?

3. Jakym zpUsobem byste odstranil veskeré necistoty z povrchu kiemiku? Existuji pro tento

ucel postupy pouzivané pri vyrobé mikroelektroniky? Pokud ano popiste pfiklad vybraného
postupu.

Ve Zliné dne 01. 06. 2022

Podpis oponenta diplomové préace
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